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В качестве преобразователей широко применяются тензорезисторы или тензометры сопротивления (от латинских тензо - растягиваю, резисто -сопротивляюсь), в которых используется свойство ряда материалов изменять электрическое сопротивление под дей​ствием приложенных силы или момента. Проволочные тензорезисторы - отрезки проволоки, например, из константана, выложенные в виде решетки, жестко закрепляются клеем или цементом на детали, подвергаемой упругой деформации, которая вызывает определенное изменение электросопротивления тензорезистора.     
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Тензорезисторы из фольги обладают преимуществом, состоя​щим в возможности изготовлять их с решетками самого сложного профиля, что в свою очередь позволяет наиболее полно удовлетворить все условия и требования измерений. Так, прямоугольные ре​шетки (рис. 1,а и б) лучше подходят для измерений линейных деформаций при растяжении и сжатии, розеточные решетки (рис. 1, в и г) - для измерения крутящих моментов на круглых ва​лах, мембранные (рис. 1,д и е) - для наклейки на мембраны при измерении давления. Фольговые тензорезисторы изготовляют​ся из полосок фольги толщиной 4…12 мкм и наносятся на лаковую основу, налагаемую на деталь — объект измерения.

Рис.1. Фольговые тензорезисторы

Для автоматического измерения деформаций и других механи​ческих величин тензорезисторы наклеиваются на исследуемые объ​екты в соответствующем сечении нагружаемой детали и таким об​разом, чтобы продольная ось тензорезистора совпадала с направ​лением главной деформации (рис. 2, а). При наклейке на нагру​жаемую деталь двух резисторов (рис.2,6), располагаемых сим​метрично на противоположных сторонах детали и включаемых в два смежных плеча мостовой измерительной электросхемы, получается выигрыш в виде увеличения чувствительности и исключения влияния на результат измерения температуры и побочных деформаций. На рис 2 в и г показаны варианты использования четырех тензорезисторов при такой же деформации и нормальном нагружении (растяжении). На рис 2, в активные тензорезисторы R1 и R4 наклеены на испытуемую деталь а два компнсационных тензорезистора R2 и R3 —на вспомогательную деталь, выполненную из того же материала, что и испытуемая. Рис 2, г иллюстрирует вариант наклейки всех четырех тензорезисторов на растягиваемую деталь без использования вспомогательной детали, причем, компенсационные тензорезисторы наклеиваются перпендикулярно ориентированными по отношению к направлению действия растягивающей силы. Все четыре тензорезистора включаются в мостовую электрическую измерительную схему. При изгибном нагружении испытуемой детали (рис 2, д и е) тензорезисторы наклеивают так, чтобы активные тензорезисторы — R1 и R2 или R1—R4 испытывали растяжение (R1 или R1 и R4) либо сжатие (R2 или R2 и R3), а пассивные тензорезисторы (R3 и R4) ориентируют перпендикулярно продольной оси активных тензорезисторов 

(R1 и R2), чтобы они выполняли лишь роль компенсационных.
При сложном нагружении для измерения напряжений и деформаций, возникающих под действием растягивающей и изгибающей сил тензорезисторы могут быть наклеены на исследуемую деталь по схемам, показанным на рис 2, ж и з. В случае измерения крутящего момента приложенного к стержню или валу, тензорезисторы наклеиваются согласно схемам, показанным на рис 2, и—м, с двумя или четырьмя активными элементами ориентированными под углом 45 к оси испытуемой детали.
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Рис.2. Схемы применения тензорезисторов

На рис 3, а- в представлены схемы конструкций пьезоэлектрических, на рис 3, г—электромагнитных на рис 3, д-ж тензорезистивных датчиков для измерения усилий. Датчик (рис. 3 а), предназначенный для измерений усилий при сжатии образцов, отличается тем  что измеряемое усилие передается от внешних стаканов к пьезопластинам через стальные закаленные шарики, с помощью которых достигается равномерное распределение усилия по площади пьезопластин. В датчике (рис 3,б), рассчитанном на измерение очень больших сил, отчего их непосредственное приложение к достаточно хрупким пьезокристаллам не возможно, используется промежуточная деталь - силовой столбик 1 который под деиствием силы Р увеличивает свой диаметр, что передается через сферическую пяту 3 пьезопластинам вмонтированным в боковое отверстие стального закаленного кольца 2, надетого на столбик 1
Датчик (рис 3 в) может применяться для измерения как растягивающих, так и сжимающих сил, для чего в преобразователе создается предварительное напряжение сжатия, равное половине максимально допустимого напряжения в пьезокристалле. Это предварительное напряжение обеспечивается поджатием пьезакристалла верхней и нижней гайками 1 и 2. В корпусе 3  преобразователя сбоку имеется устройство вывода электросигнала от пьезокристала. Интересен датчик тензорезистивного типа, показанный на рис 3 ж, который в отличие от датчиков, изображенных на рис 3, д и е, позволяет получить шкалу измерительного прибора с двумя пределами измерений: первый - при сжатии внутреннего стакана 1 с наклеенными тензорезисторами R1 до исчезновения зазора б между плоскостями торцев стаканов 1 и 2,  второй—при сжатии обоих стаканов и работе всех четырех тензорезисторов R1 и R2.
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Рис.3. Схемы конструкций силоизмерительных датчиков
Индуктивные преобразователи широко применяются для автоматического измерения механических параметров. Они позволяют создавать конструкции датчиков с заданными характеристиками. Примером использования обычной принципиальной схемы трансформаторного преобразователя для разработки такого датчика является динамограф для измерения силы удара волн. Динамограф должен обладать высокой чувствительностью, иметь минимальную воспринимающую поверхность и достаточно высокую собственную частоту колебаний подвижной системы преобразова​теля. Конструкция динамографа с вмонтированным преобразова​телем показана на рис. 4, где на разрезе датчика видны все ос​новные детали. 
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Рис.4. Индуктивный динамограф
Воспринимающий нагрузку буфер 2 закрыт диафрагмой 1 из тонкой резины или пластмассы, герметизирующих динамограф. Две круглые мембраны 3 жестко скреплены с эбони​товым стержнем 4, на который надет цилиндрический сердечник 5 из магнитного материала. Мембраны крепятся по краям к торцам корпуса 6, внутри которого расположены две намагничивающие 11 и измерительная 12 обмотки на эбонитовом каркасе. Блок обмоток с корпусом 6 закреп​лены в наружном стакане 7 прижимной гайкой 8. Буфер 2 ввинчен в конец стержня 4. Жгут выводов 10 обмоток пропущен через сальник 9 в стакане 7. Для обеспечения возможно более высокой соб​ственной частоты колебаний подвижная система динамо​графа выполнена максималь​но облегченной, за счет чего достигнута частота около 3000 Гц (в воздухе). Буфер выполнен из алюминиевого сплава и имеет диаметр вос​принимающей    поверхности 8 мм. Мембраны 3 изготовле​ны из фосфористой бронзы толщиной 0,03 мм. При отсут​ствии нагрузки на буфер 2 мембраны 3   обеспечивают концентричное положение по​движной системы динамогра​фа и среднее положение сер​дечника 5 относительно обмо​ток преобразователя, предо​ставляя подвижной системе только одну степень свобо​ды — колебания вдоль своей оси под действием нагрузки на буфер 2. Сигнал от преобразователя может быть подан непо​средственно на регистрирующий прибор или через усилитель.

